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    Z  m e a s u r e =   Z  s u r f a c e +   Z  t i l t


    Z  s u r f a c e   :   真 正 的 表 面 高 度 變 化


    Z  t i l t   : 由 樣 品 傾 斜 造 成 的 線 性 高 度 變 化


    Z  t i l t   : 由 樣 品 傾 斜 造 成 的 線 性 高 度 變 化


  Z ( x , y )   =   a x + b y + c


    Z  c o r r e c t e d =   Z  m e a s u r e d − ( ax + by + c )


  1   u m   =   0 . 001   m m  


  1000   n m   =   1   𝜇 m  


  1000   n m   =   1   𝜇 m  


  1   n m =  10  − 3   𝜇 m   =    10  − 6   m m   =    10  − 7   c m


  1   n m =  10  − 3   𝜇 m   =    10  − 6   m m   =    10  − 7   c m


  0 . 1   m m   =   100   𝜇 m = 100000   n m


  60 ~ 100   𝜇 m   =   0 . 06   m m   ~   0 . 1   m m


  0 . 2 ~ 1 . 2   𝜇 m   =   0 . 0002   m m   ~   0 . 0012   m m


  12   𝜇 m


  0 . 8   m m = 800   𝜇 m


  2 . 0   m m = 2000   𝜇 m


  1 . 6   m m = 1600   𝜇 m


  1 . 88   m m = 1880   𝜇 m


  1 . 93   m m = 1930   𝜇 m

